Siebdruck

Im richtigen Licht

Mit CtS-Anlagen das Belichten im Mikrometerbereich erleichtern.

Die Anforderungen und Entwicklungen im Prazisionssieb-
druck haben sich in den vergangenen Jahren verandert:
Gewebe, Emulsionen, Druckpasten und Druckmaschinen
wurden stetig weiterentwickelt; parallel dazu sind die Markt-
anforderungen im Bereich gedruckter Elektronik heraus-
fordernder geworden.

Mo&chte man StrukturgréBen von 20 Mikrometern und klei-
ner realisieren, bendtigt es neben einer entsprechenden
Emulsion, die fir hohe Auflésungen geeignet ist, eine hoch-
prazise und repetierbare Belichtung. Uber das konventio-
nelle Belichten mit Film und Kopierrahmen lassen sich
diese StrukturgréBen jedoch nur schwer erreichen, da Un-
terstrahlungen, Vakuumeinschlisse et cetera ein saube-
res Belichten erschweren oder gar verunmaoglichen. Com-
puter-to-Screen bietet hier die Moglichkeit, diese Prozess-
unsicherheiten zu umgehen und eine stabile, prazise und
wiederholbare Siebherstellung zu gewahrleisten.

Fir das Siebdruckformherstellungs-Verfahren arbeiten die
CtS-Anlagen von Liuscher Technologies beispielsweise mit
fasergekoppelten Laserdioden im UV-Bereich von 405
oder 375 Nanometer Wellenlange. Fir die Optik, in der
die einzelnen Fasern zusammengefasst werden, lassen
sich je nach Qualitatsanforderung verschiedene Auflésun-
gen wahlen: Maximal moéglich sind dabei 10.160 dpi, was
einem Belichtungsstrahl von 2,5 Mikrometern entspricht.
Auch sogenannte Multiresolutions-Optiken mit jeweils zwei
Auflosungen wie beispielsweise 5.080 und 10.160 dpi las-
sen sich realisieren. Hier kann die Aufldsung nach Bedarf

definiert und somit das op-
timale Qualitats- und Ge-
schwindigkeitsverhaltnis
der Belichtung vom An-
wender selbst bestimmt
werden. Lischers Softwa-
retool X!Tend ermdéglicht
zudem den direkten Ein-
griff in die Belichtungsda-
ten (siehe auch Seite 57).
Am Ende sollte ein CtS-
System die Qualitat, Pro-
zesssicherheit und damit
den Kundennutzen erho-
hen. Der ROI-Rechner von
LUscher geht sehr genau auf Kundengegebenheiten ein
und liefert Anhaltspunkte Uber die Wirtschaftlichkeit eines
CtS-Systems. Dem Siebdruck fiir das Herstellen von etwa
Sensoren, Schaltkreisen und RFID-Antennen wird zuklnf-
tig eine groBere Bedeutung zukommen. Computer-to-Screen
kann hierbei hilfreich sein, um die Siebherstellung unter
optimalen Bedingungen durchzufihren.

Computer-to-Screen-Systeme
ermdglichen ein prazises
Siebherstellen im Mikrometer-
bereich.
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Seit Gber 55 Jahren produziert
®

« UV-Trockner

* LED-UV Trockner
« UV-Labortrockner
« UV-Briicken

» UV-Module

* UV-IR Trockner
» Thermische Trockner
+ UV-Integratoren

» Kopiergerate

- Kopierlampen

» Trockenschranke

» Mini-Kopierrahmen
« UV-Sicherheitsset
« UV-Handlampe

» UV-Meter

» UV-Spezialgerate
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